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System do wysokorozdzielczej litografii
elektronowej

Opis techniczny:

W pomieszczeniu czystym klasy 100 znajduje sie urzadzenie do litografii
elektronowej (Raith eLine+). Uklad sklada sie z dziata elektronowego,
detektora elektronéw wtornych, detektora in-lens, interferometru
laserowego, elektroniki sterujacej oraz uktadu pomp do utrzymania
odpowiedniej prézni w urzadzeniu. Uklad umozliwia naswietlanie elementéw
o rozmiarach od 10 nm do kilkaset pm na powierzchni prébki o rozmiarach
do 4 cali.

Dodatkowo w pomieszczeniu znajduje sie stél procesowy (firmy Arias) do
nakladania, wygrzewania i usuwania rezystow. W stole mamy umiejscowiona
plyte grzewcza, myjke ultradzwiekowa, wirdwke, pistolet z azotem do
zdmuchiwania pytkéw z probek i pistolet z woda destylowana do
przemywania probek. Do stotu sa doprowadzone niezbedne instalacje takie
jak wodna, gazowa i odciag umiejscowiony w blacie stotu, ktéry na biezaco
odprowadza opary substancji chemicznych na zewnatrz.

Litografia elektronowa jest wykonywana przy uzyciu rezystéw pozytywowych
serii AR-P 617, natomiast litografia negatywowa jest oparta o rezysty serii
AR-N 7520.



Nazwa handlowa: eLINE Plus Basic - SN.: 1-212-233

Wiecej szczegolow: /equipment/system-do-wysokorozdzielczej-litografii-
elektronow/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytaciji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Jabtonski Piotr

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
piotr-jablonski-9263.html

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiatéw i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespoél: Zespot Efektow Kwantowych w
Nanostrukturach

Data ostatniej aktualizacji: 10 listopada 2023 12:41
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2013
Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizyka, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Uzytkownicy aparatury maja mozliwos¢ doktadnej nanostrukturyzacji w
opisanej rozdzielczosci. Calos¢ procesu odbywa sie w pomieszczeniach
czystych co wplywa korzystnie na jakos¢ otrzymywanych probek. W
potaczeniu z bliskim sasiedztwem pomieszczenia do ablacji laserowej,
mozliwym jest uzyskanie kompletnych ztacz z potencjatem zastosowania w
dziedzinach nauki takich jak np. spintronika.

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
acmin/dokumenty/)
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